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(57)摘要

本发明公开了一种透射电镜分析用微阵列

超薄支持膜的制备方法，包括：在微孔阵列模板

上涂覆一层亲水剂后，在所述微孔阵列模板上涂

覆一层碳膜，使在所述微孔阵列模板上形成微筛

碳支持膜；将带有所述微筛碳支持膜的所述微孔

阵列模板浸在水里，使所述微筛碳支持膜漂浮在

水面上；通过表面覆盖有有机膜的金属载网将所

述微筛碳支持膜移出水面，使所述微筛碳支持膜

紧贴在金属载网上的有机膜上并在所述金属载

网上晾干；在所述微筛碳支持膜的一侧表面喷涂

一层薄碳膜，用不损伤所述微筛碳支持膜的溶剂

将覆盖在所述金属载网上的有机膜溶掉，得到微

阵列超薄支持膜。本发明提供的微阵列超薄支持

膜的制备方法具有工艺简单、效率高、适合大规

模工业生产的优点。
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1.一种透射电镜分析用微阵列超薄支持膜的制备方法，其特征在于，包括：

在微孔阵列模板上涂覆一层亲水剂后，在所述微孔阵列模板上喷镀一层碳膜，使在所

述微孔阵列模板上形成微筛碳支持膜；

将带有所述微筛碳支持膜的所述微孔阵列模板浸在水里，使所述微筛碳支持膜漂浮在

水面上；

通过表面覆盖有有机膜的金属载网将所述微筛碳支持膜移出水面，使所述微筛碳支持

膜在所述金属载网上晾干；

在所述微筛碳支持膜的表面喷涂一层薄碳膜后，用不损伤所述微筛碳支持膜的溶剂将

覆盖在所述金属载网上的有机膜溶掉，即可得到微阵列超薄支持膜。

2.根据权利要求1所述的一种透射电镜分析用微阵列超薄支持膜的制备方法，其特征

在于，所述金属载网是由铜箔、镍箔、金箔、钼箔、不锈钢箔中的一种或几种制备而成的直径

为3mm的透射电镜实验用金属载网。

3.根据权利要求1所述的一种透射电镜分析用微阵列超薄支持膜的制备方法，其特征

在于，所述有机膜包括方华膜或火棉胶膜。

4.根据权利要求3所述的一种透射电镜分析用微阵列超薄支持膜的制备方法，其特征

在于，所述方华膜的制备方法，包括：

将方华粉溶解在氯仿溶液中，制备得到质量百分比浓度为0.2～0.4％的方华溶液；

将载玻片垂直插入所述方华溶液中并静置约半分钟，再匀速地将所述载玻片提出；

将吸附有所述方华溶液的所述载玻片置于空气中晾干，使所述载玻片的表面形成方华

膜，再用刀片沿所述载玻片边沿把所述方华膜划开；

将晾干的载玻片垂直插入干净的水中，使所述方华膜从载玻片脱离，即可得到所述方

华膜。

5.根据权利要求1所述的一种透射电镜分析用微阵列超薄支持膜的制备方法，其特征

在于，所述不损伤所述碳膜的溶剂的溶剂为三氯甲烷。

6.根据权利要求1所述的一种透射电镜分析用微阵列超薄支持膜的制备方法，其特征

在于，所述微筛碳支持膜的厚度为10-30nm。

7.根据权利要求1所述的一种透射电镜分析用微阵列超薄支持膜的制备方法，其特征

在于，所述薄碳膜的厚度小于8nm。
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一种透射电镜分析用微阵列超薄支持膜的制备方法

技术领域

[0001] 本发明属于透射电镜样品支持膜制备方法技术领域，具体涉及一种透射电镜分析

用微阵列超薄支持膜的制备方法。

背景技术

[0002] 透射电子显微镜可在纳米甚至原子尺度对物质的形态、结构进行表征，因此广泛

应用于生命科学、医学、物理、材料、化学等领域。目前，透射电子显微镜样品通常用带有小

孔的金属载网支持，而支持载网上通常覆盖有有机膜或碳膜。特别对于纳米材料、低温冷冻

生物样品等的观察，通常用支持膜上带有小孔的微筛膜以使样品在小孔中获得低背景的图

像。而微孔大小一致，分布规则的阵列微筛膜则为样品的观察一致性、及图像数据的自动化

收集带来很大的便利性，广泛受到人们的欢迎和使用。由于为了解决某些大分子在冷冻样

品制备中不容易分布在孔里的问题，人们通常在多孔碳膜上再铺一层超薄碳膜，以增加大

分子在孔内的分布浓度，同时也保证低的背底噪音。这种铺有超薄碳膜的微筛阵列支持膜

在大分子的负染色方法中也经常使用，主要为小尺寸蛋白提供更好的图像信噪比。

[0003] 目前，制备此类微阵列超薄碳支持膜采用捞取法，这这种制备方法包括：首先，在

洁净的云母片上用热蒸发的方法喷一层超薄碳膜，厚度通常小于5nm；然后把超薄碳膜漂浮

在水面上，用镊子夹着一枚微筛(或微筛阵列)支持膜去捞取超薄碳膜，放在滤纸上晾干。用

这种方法制备微筛(或微筛阵列)超薄碳支持膜效率低，需一枚一枚的制备，而且超薄碳膜

容易破损、起皱。同时，该方法不能保证超薄碳膜与微筛阵列支持膜贴合紧密没有缝隙。

发明内容

[0004] 针对上述现有技术存在的不足之处，本发明提供了一种透射电镜分析用微阵列超

薄支持膜的制备方法。

[0005] 本发明的目的是通过以下技术方案来实现的：

[0006] 一种透射电镜分析用微阵列超薄支持膜的制备方法，包括：

[0007] 在微孔阵列模板上涂覆一层亲水剂后，在所述微孔阵列模板上喷镀一层碳膜，使

在所述微孔阵列模板上形成微筛碳支持膜；

[0008] 将带有所述微筛碳支持膜的所述微孔阵列模板浸在水里，使所述微筛碳支持膜漂

浮在水面上；

[0009] 通过表面覆盖有有机膜的金属载网将所述微筛碳支持膜移出水面，使所述微筛碳

支持膜在所述金属载网上晾干；

[0010] 在所述微筛碳支持膜的表面喷涂一层薄碳膜后，用不损伤所述微筛碳支持膜的溶

剂将覆盖在所述金属载网上的有机膜溶掉，即可得到微阵列超薄支持膜。

[0011] 进一步的，所述金属载网是由铜箔片、镍箔片、金箔片、钼箔片、不锈钢箔片中的一

种或几种制备而成的直径为3mm的透射电镜实验用金属载网。

[0012] 进一步的，所述有机膜包括方华膜或火棉胶膜。
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[0013] 进一步的，所述方华膜的制备方法，包括：

[0014] 将方华粉溶解在氯仿溶液中，制备得到质量百分比浓度为0.2～0.4％的方华溶

液；

[0015] 将载玻片垂直插入所述方华溶液中并静置约半分钟，再匀速地将所述载玻片提

出；

[0016] 将吸附有所述方华溶液的所述载玻片置于空气中晾干，使所述载玻片的表面形成

方华膜，再用刀片沿所述载玻片边沿把所述方华膜划开；

[0017] 将晾干的载玻片垂直插入干净的水中，使所述方华膜从载玻片脱离，即可得到所

述方华膜。

[0018] 进一步的，所述不损伤所述碳膜的溶剂的溶剂为三氯甲烷。

[0019] 进一步的，所述微筛碳支持膜的厚度为10-30nm。

[0020] 进一步的，所述薄碳膜的厚度小于8nm。

[0021] 本发明提供的一种透射电镜分析用微阵列超薄支持膜的制备方法，通过将微筛碳

支持膜涂覆或转移到金属载网表面覆盖的有机膜上，在微筛碳支持膜的表面喷涂一层薄碳

膜后，再将金属载网上的有机膜溶掉后，使薄碳膜与厚的微筛碳支持膜形成一个整体，即可

得到微阵列超薄支持膜，本发明提供的微阵列超薄支持膜的制备方法不但具有工艺简单、

成本低廉、效率高、适合大规模工业生产的优点，而且所制备的超薄支持膜还具有破损率低

和导电性好的优点。

附图说明

[0022] 图1为本发明示例性实施例的一种透射电镜分析用微阵列超薄支持膜的制备方法

的流程示意图；

[0023] 图2为本发明示例性实施例的一种透射电镜分析用微阵列超薄支持膜的制备方法

的流程示意图。

具体实施方式

[0024] 下面将结合实施例对本发明的实施方案进行详细描述，但是本领域技术人员将会

理解，下列实施例仅用于说明本发明，而不应视为限制本发明的范围。实施例中未注明具体

条件者，按照常规条件或制造商建议的条件进行。所用试剂或仪器未注明生产厂商者，均为

可以通过市售购买获得的常规产品。

[0025] 如图1所示，一种透射电镜分析用微阵列超薄支持膜的制备方法，其特征在于，包

括：

[0026] S101、在微孔阵列模板上涂覆一层亲水剂后，在微孔阵列模板上喷镀一层碳膜，使

在微孔阵列模板上形成微筛碳支持膜；

[0027] S201、将带有微筛碳支持膜的微孔阵列模板浸在水里，在亲水剂与水的作用下，微

筛碳支持膜从微孔阵列模块上剥离下来，使微筛碳支持膜漂浮在水面上；

[0028] S301、在金属载网上涂覆或捞上一层不溶于水的有机膜，再通过表面覆盖有有机

膜的金属载网将微筛碳支持膜移出水面，使微筛碳支持膜在金属载网上晾干；

[0029] S401、在微筛碳支持膜的表面喷涂一层薄碳膜后，将金属载网放置在不损伤微筛
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碳支持膜的溶剂中，使覆盖在金属载网上的有机膜被溶剂溶掉，即可得到微阵列超薄支持

膜。

[0030] 作为一优选实施方式，金属载网是由铜箔片、镍箔片、金箔片、钼箔片、不锈钢箔片

中的一种或几种制备而成的直径为3mm的透射电镜实验用金属载网。

[0031] 作为一优选实施方式，有机膜为方华膜，如图2所示，有机膜的制备方法包括：

[0032] S301-1、将方华粉溶解在氯仿溶液中，制备得到质量百分比浓度为0.2～0.4％的

方华溶液；

[0033] S301-2、将载玻片垂直插入方华溶液中并静止半分钟，再匀速地将载玻片提出；

[0034] S301-3、将吸附有方华溶液的载玻片置于空气中晾干，使所述载玻片的表面形成

方华膜，再用刀片沿载玻片边沿把方华膜划开；

[0035] S301-4、将晾干的载玻片垂直插入干净的水中，使方华膜从载玻片脱离，即可得到

方华膜。

[0036] 其中，在将载玻片垂直匀速地插入方华溶液中前，对载玻片进行清理，其步骤包

括：

[0037] 将载玻片全浸入到乙酸浓度为2％的水溶液中后，经超声波清洗5min；

[0038] 将载玻片脱离乙酸水溶液，并用超纯水清洗三遍，洗去铜网上残留的乙酸；

[0039] 通过100％乙醇漂洗载玻片后，将清洗好的载玻片放入烘箱中烘干或自然烘干，即

可得到干净的载玻片。

[0040] 作为一优选实施方式，不损伤所述碳膜的溶剂的溶剂为三氯甲烷。

[0041] 作为一优选实施方式，微筛碳支持膜的厚度为10-30nm。

[0042] 作为一优选实施方式，薄碳膜的厚度小于8nm。

[0043] 上述实施例仅作为用以解释本发明的典型实例，并非对本发明作任何形式上的限

制，凡在相同发明精神下所作有关本发明的任何修饰或变更，都应包括在本发明意图保护

的范畴之内，即以熟悉此项技术者，可以不脱离本发明的基本原理下将其外观作不同形状

的变化，以图达到等同或类似效果，然其均应被视为未脱离以上所述的专利范围所界定中。
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图1

图2
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